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Application

- Motivation du développement :
= En préparation de l'instrument Lightning Imager pour le programme MTG
= Les performances de l'instrument sont determinées par les propriétés du filtre

- Application :
= Observation spatiale des éclairs (Lightning Imager)
= Moyen : Isoler le triplet d’émission de I'oxygene [777.15nm; 777.6nm] du fond (terre)
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Lightning Instrument : les 2 concepts

Concept A

< Concept A (~®180mm):

= Le filtre est positionné a
I'entrée de l'instrument

= Chaqgue pixel recoit le flux
lumineux d’'une incidence

T = X > m

< Concept B (~®100mm) :

= Le filtre est positionné proche
: du détecteur

J Sensor = Chaque pixel recoit le flux
lumineux d’'un céne

Filter
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Spécifications du composant

- Filtre étroit
= Largeur spectrale <3nm

,1:3%:) “» #° b 70/ 80\\ * o 1 _123 4'[‘)""5‘0 0 0 ISO 1000 HOO
/7, e > Niveau de transmission :
I N E = >80% entre 777.15nm et 777.6nm
/ Sl |
ol T + Bodkimg e ) " ‘—iFahly-Pemlrilteronly(d?)‘ VI \\//
s ol - Diamétre de la zone utile :
= @180mm
1 - Angle d’incidence
= Jusqu’a 8°
= q
S
o  -----—-—--—-""- >
g > Rejection : <103
Blocage Filtre passe
300-1100nm bande 3nm a : :
v 277 4nm < Environnement spatial :
= Thermiques, Humidité, Adhésion, Solubilité,
Propreté, Abrasion
= Radiation (protons, rayons gamma et électrons)
ay
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Conception

< Principe du design d’un filtre Fabry-Perot :
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- Stratégie :

72 designs Sélection en fonction des Sensibilité aux 2 designs:
de largeur < |—» Iarg(_eurs de filtres N erreurs de J  _26nm
anm compatibles avec : AOlI, fabrication /
uniformité uniformité -3.2nm

5/

_—
&S SAFRAN

This document and the information therein are the property of Sagem, They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Sagem. Sagem



Conception

- Effet d’un angle d’incidence : - Effet d’un cone d’incidence :
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- Effet de I'uniformité : > Autres effets :
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- Etude théorique de la sensibilité aux erreurs de fabrication pour différents
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Conception

=< Simulation des performances du filtre au niveau du détecteur :
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Développement

- Bati utilisé pour la fabrication des filtres :

= Bati BAK 760
= Evaporation sous IAD

= Détection de fin de couche :
Controdle optique monochromatique

e U\ LAY | | .
VYNV Bati BAK 760
RN &Vivivi
e e Pompage cryo
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Développement

2 Conditions pour maitriser
I'uniformité (épaisseur+indice) :

= Configuration géomeétrique du bati
(épaisseurs)

= Uniformité des cones
Gaz flux impacts d’évaporation (€paisseurs)

assistarice
distribnation

Uniformité de I'assistance ionique
(indices)

—> + Stabilité temporelle

.
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Développement

< Optimisation de I'uniformité :

Filter unifomity improvement during prototype campaign

= Implantation des sources 0.20% ; ; ;
d’évaporation e e— | _— |
. [u} | S _—___ _—.____ = = = = E
= Position du canon a ion el I Iy/4 B T ‘~ ST
1 > | | ' " & :
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2 ' : : : ' "
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& -0B0% oo + 48-10-4 « 49104 [ N
5 5 5 50-10-4 51-10-4 N\
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a
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Caracteérisation

MTG LI Filter ESA 200_17 93-10-4 LI Filter #6(2.6nm)
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= Mapping 29 points . SEEE
= Cartographie de I'uniformité . '
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Caracteérisation

- Qutillage classique : =< Outillage modifié :

80 80
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h h
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40 40
6O b0
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-50 ] 50
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Uniformité ; Uniformité :
- Centrée - Décentrée

- 0.15% sur F160mm - <0.10% sur 3160mm
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Caractéerisation

- Effet de latempérature : - Effet du vide :

Effect of temperature on filter centring
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- Stabilité long terme (1 an) : < Contraintes :
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Qualification

2 Cyclage thermique :

80°C 48h, -45°C 48h > Ga;nlnag lr(gggs(cwo) > Solar radiation

5> Humidité - v'shift < 0.2 nm /10_00 equivalent sun hours
95%, 550C.’ 16h MTG LI FILTER QUALIFICATION, Gamrr:arays 1‘00krad‘ ‘ ‘ ‘/Shlft < 02 nm
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= Abrasion:
ISO 9211-4, méthode 1, sévérité 1
> Electrons (100 kev) > Protons (30 Mev)
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Fabrication de prototypes

- 2 prototypes réalisés et livrés pour test :

180

Transmission (%)

=—T% concept B (0;0) at
filter centre

= 1% concept B (90;0) at
filter edge

=T% contept B (-90,0) at
filter etlc%

e
= = Scien %bandpass
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(-60;0) ConceptB
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(60;0) ConceptE

= = Scientific bandpass

—Concept B commitment

773

74 775 776 7T 778 773 780 781
Wavelength (nm)

16/

This document and the information therein are the property of Sagem, They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Sagem.

Sagem

/""\
@/ SAFRAN



Conclusion

= L'étude a montreé :

= Qu'il était possible de fabriquer des filtres de 3nm sur @180mm 0° a 5.5°

= Que la technologie est suffisamment mare pour lancer la fabrication des FM

... Démarrage des activités FM prévue pour fin 2012,
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